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(&) Einrichtung und Verfahren zur Fokuasierung und Analyse sines geladenen Korpuskularstrahis,

&) Die erfindungsgemae Vorrichtung zur Fokussierung
und zur Analyse eines geladenen Korpuskuiarstrahis, die
zumindest eine elekirostatische Fokussierungslinse, eine
Eintrittsblende, eine elektrostatische Sektorfeldlinse, eine
Austrittsblende und einen Detektor aufweist, besteht im
wesentiichen darin, da nach der Sektorfeidiinss eine elek-
trostatische Projektionslinss mit zumindest zwei, vorzugs-
weise drei elektrisch polarisierbaren Blenden, deren Offnun-
gen auf einer Achse liegen, eine Austrittsbiende und eine
elektrostatische Korrekturlinse mit zumindaest einer eiektrisch
polarisierbaren Blende sowie der Detektor angeordnet sind.
Eine derartige Einrichtung kann die Fokussierung des Kor-
2 puskularstrahis und damit auch dessen Analyse auf einen
waesentlich geringeren Raumbedarf beschranken.
Beim Verfahren der Erfindung wird das Potential der
O ersten in Richtung des Strahis gesehenen Biende bei zwei
© Blenden und der mittieren Blende bei drei Bienden der Pro-
jektionslinse auf einen Wertvon
- Up = Eo- hyAE,
Q

@ wobei Eo der Anfangsenergie der Teilchen im Korpuskular-
strahl vor dem Detektor und AE dem Energiebandpass ent-
Q spricht und ha eine empirische Konstante ist, gehaiten.
Dadurch konnen mit nur zwei Steuerspannungen samtliche

& erwunschten Potentiale eingesteliit werden.
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Die Erfindung bezieht sich auf eine Einrichtung zur Fokussierung
und zu? Analyse eines geladehen Korphskularstrahls, insbesondere
eines Sekund&drionenstrahls und auf ein Verfahren zum Betrieb der-
selben, wobei die elektrischen Potentiale in Abh#ngigkeit von der
erwiinschten Energie und Energieschdrfe des selektierten Kor-

puskularstrahls gesteuert werden.

Es ist bereits ein Elektronenenergisspektrometer bekannt geworder
bei.dem der Elektronenstrahl mit eiﬁer elektrostatischen Fokus-
sierungslinse, einer Eintrittsbleﬁdg, einer Sektorfeldlinse mit-
kugelférmigen Sektorelektroden, einer Austrittsblende fokussiert
wird und darauf einem Detektor zugefiihrt wird. Eine derartige An
ordnung bedingt einen relativ groSen Platzaufwand. Weiters ist 4
Herstellung der Sektorfeldlinsé mit kugelfdrmigen Sektorelektrod
ausgesprochen schwierig und aufwendié und eglaubt nur dann eine
entsprechende Fokussierung, wenn die sphdrischen Flichen beéondé

genau bearbeitet sind.

Bei einem Verfahren zum Betrieb der obenangefﬁhften Einricﬁtung
ist es bereits bekannt geworden, daf 1edigiich iber zwei Einste]
grdBfen, und zwar die erwﬁhschte Energié der Elektronen'und dere
Energieschdrfe, eine Steuerung: der Potentiale sowohl der elektr
statischen Linsen und der Ein- und Austrittsblende, erfolgt, sc
daf8 in den Detéﬁtor 1edigiich Elektronen mit vorbestimmter Enez
und Energieschirfe eintreten. Der Nachteil bei diesem Verfahre:
ist, daB die Steue;ung liber eine kugelfdrmige Sektorfeldlinse

erfolgt, die besonders hohe Anspriiche an die Fertigungsgenauig
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keit stellt. Wird diese nicht eingehalten, so kann die ent-
sprechende Fokussierung durch Potentialverdnderungen nicht alleine
erreicht wérden, sondern es miissen guch Nachjustierungen der ge-

samten Anordnung durchgefiihrt werden.

Die Sektorfeldlinsen mit zylindrischen Elektroden bendtigen zu

ihrer genauen Funktion zwel Korreﬁﬁurplatten, die ebenfalls, so

wie die zylindrischen Elektroden polarisiert werden miissen. Das

heist, daB hier eine weltere Spannyngsversorgung vorgesehen werden

- mug.

Die Erfindung hat sich zum Ziel gesetzt, eine Einrichtung und ein
Verfahren zum Betrieb derselben zu schaffen, die die obenange-
fiihrten Nachfeile vermeidet.

Die erfindungsgemdge Einrichtung zur deussierung und zur Analyse
eines}geladenen Korpuskularstrahls, insbesohdere eineé Sekunddr-
iohenstrahls, wobel ;n Richtung des.Strahlenganés, zumindest eine,
gegebenenfalls zwel elektrostatiéche Fokussierungslinsén,.eine Ein-
trittsblende, eine elektrostatische Sektorfeldlinse und eine Aus-
trittsblende und ein Detektor angeordnet sind, besteht im wesent-
lichen darin, das nach'der Sektorfeldlinse eine elektrostatische
Projektionslinse ﬁit zumindest zﬁei, vorzugswelse drel elektrisch
polarisierbaren Blenden, deren bffnungeh auf einer Achse liegen, -
.eine Austrittsblende und eine elektrostatische Korrekturlin;e mit
zumindest einer elektrisch polarisierbaren Blende éowie der De-

tektor angeordnet sind. Eine derartige Einrichtung kann die Fokus-
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_dungsgemaBen Einrichtung ermdglicht wird.

' so ist eine besonders hohe Anpassungsmdglichkeit an die #ersch;e-
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sierung des Korpuskularstrahls und damit auch dessen Analyse auf

einen wesentlich geringeren Raumbedarf beschridnken.

Gemif einem weiteren Merkmal der Erfindung wird als $ektorfeld—_
linse eine stigmatisch fokussiefende Sektorfeldiinse verwendet,
die kgnzentrische negativ bzw. positiv polarisierbare Sektor-

elektroden mit zylindrischer Kriimmung und zwei Korrekturplatéen
aufﬁeist. Durch die Anordnung einer derartigen Linse kdnnen geo-
metrische Anderungen des Systems durch Steuerung des Potenﬁials
der Korrekturplatten besonders leicht beriicksichtigt werden, wo-

bei gleichzeitig eine besonders einfache: Herstellung der erfin-

Sind die Eintritts- und Austrittsblende auswechselbar angeordnet,

denen experimentéllen Erfordernisse erreichbaf, da Teilchen mit
einem grégeren Bereich der Anfangsgeschwindigkeit und mit einem
verschiedenen Energiebandpass der Analyse zugeflihrt werden kdnnen :
wobei in den jeweils féstgelegten Qereich'die maximale Teilchen-

stromtransmission erreicht werden kann.

Ist der Abstand der Sektorelektroden mit zylindrischer Krimmung

voneinander grdBer als der Durchmesser der kreisfdrmigen Bffnun
bmm.dle!ﬁxﬂxbrexbe¢kﬂ:in.Ryjﬁmngéks Stnﬂﬂemgamﬁigesamaxuxemsteniaham

Projektionslinse, so sind die Stdrungen der Teilchenbahnen beim

Ein- und Austritt aus der Sektorlinse auf ein Minimum gehalten.
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Weist die Projektionslinse zumindest zwei, vorzugsweise drei
Blz2nden auf, wobei bei zwei Blenden die crste in Richtung des
Strahlengangs gesehen und bei drei Blenden die mittlere eine
grépfere Offnung z.B. kreis- oder smaltfSrmig Eufweist a1$ die von ihr elektrisch
isolierten benrachbarten Blenden,sé ist die Transmission dieser - Linse hbher,
wobei mit drei Blenden eine Beeinflussung der Wirkungsweise der

Projektionslinse durch die Sektorfeldlinse nicht mehr gegeben

sein kann.

Wird als Detektor ein Quadrupol e;ngesetzt, so kann die zu unter;
suchende Probe besonders leicht auf Erdpotential gehalten werden{
wobei keine EinbuBSe an Energieschédrfe bei den nachzuweisendén ge~-
ladenén Teilchen bedingt wird und die Fokussierung und Pésitio-
nierung des aus der Pfimﬁfstrahlquelle austretenden Primirstrahls
auf die Probe bésonders einfach ist und auch der simultane Nach-
wels von positiven und negativen Teilchen der von dgr Probe aus-
gesandten Sekunddrteilchen, z.B. in zwei identen erfindungs-

gemdfen Anordnungen mdglich wird.

Das erfindungsgeméffie Verfahren zum Betrieb der Einrichtung, wobei
die elektrischen Potentiale der Eintrittsblende und der Aﬁstritts-
blende, die dasselbe Potential aufweisen, daskaxmitﬁleren Poten- |
tial der elektrostatischen Sektorfeldlinse entspricht, der elektro-
statischen Fokussierungslinse und der Sektorfeldlinse in Abhdngig-
keit von der erwiinschten Energie und Energieschﬁrfe.des selek~-

tierten Korpuskularstrahls gesteuert werden und die Potentiale
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) rung bei einer besonders kompakten Anordnung durchgefiihrt werden

" wobei Eo die obenangefiihrte Bedeutung hat und. h, eine

0004065
der Sektorfeldlinse und der Fokussierungslinse propoxtional :

der erwilinschten Energie des Korpuskularstrahls gehalten werden

und die erwlinschte Energie und Energieschdrfe durch zwei Steuer-

spannungen, die die Potentiale der Blenden und der Linsen steuern,

geregelt werden, besteht im wesentlichen darin; daf das Potential

>

der ersten in Richtung des Strahls gesehenen Blende bei zwei Blen-

den und der mittleren Blende bei drei Blenden der Projektions-
linse auf einen Wert von |

U, = Eo - n A E, |
wobei Eo der Anfangsenérgie der Teilchen im Korpuskularstrahl vor

dem Detektor und AE dem Energiebandpass entspricht und h3 eine

empirische Konstante ist,gehalten wird. Durch eine derartige Vorgangs-

weise wird erreicht, daB8 lediglich durch zweli Steuerspannungen
simtliche erwlinschten Potentiale eingestellt werden, so daB eine
besonders einfache Bedienung der erfindungsgemdfen Einrichtung

moglich ist, wobei gleichzeitig eine weitestgehende Automatisie-

kann.

GemdB einem weiteren Merkmal des erfindungsgemifen Verfahrens
wird das Potential der elektrostatischen KXorrekturlinse auf einen
Wert von .

Uk = h4 - Eo,
empirische Konstante darstellt, gehalten . Damit kann eine opti-
male Blindelung des Strahls erreicht werden, wodurch im Detektor

ein maximaler Anteil der nachzuweisenden Teilchen effaﬁt werden
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kann.

Werden die zylindrisch gekriimmten Sektorelektroden der Sektorfeld-

linse auf Potentiale, die den Wert

5 o U+=Eo+h1AE

bzw. fir die andere Sektorelektrode U_ = Eo - hZAE entsnrechen und
das<ﬂn:anmﬂﬁm:an¢£n:mﬁsdma1u+tudtL_gduﬂxen,soxmhﬂ.ésaudnnﬁglﬂixdie

Steuerung einer Sektorfeldlinse mit zylindrischen Elektroden durchzufiihren.

P

10 wird die Quadrupolachse auf ein Potential von Uq = Eo ~ E;gehalten,_
'wobei Eo die bereits angefiihrte Bedeutund hat und é)eine Konstante

des Quadrupols ist, so kann dadurch ein optimaler Nachweis der

FONEIRUT SR SN Y TR P 3

' Sekundﬁrteilchen erreicht werden.

15 Im folgenden wird die Erfindung anhand der Zeichnungen n&her er-
l3utert. | |

In Fig. 1 ist eine schematische Dafstéllung einer Ionenmikro-

sonde und in Fig. 2 ein Blockschaltbild fir die Spannungsversorgung
20 der Optik und des Detektors gezeigt.

Der in Fig. 1 dargestellte Ionenmikroanalysator weist eine ionen-
emittierende Einheit 1 auf, die aus einer Ionenquelle, z.B. einem
Duoplasmatron , einer Objektivlinse und Ablenkplatten zur Ablenkung

25 des Ionenstrahls auf der Oberfliche der zu untersuchenden Probe 2

gibt, aufgebaut sein kann.

B R ST Y P Co et A Y P L Vg e w s
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Die Richtung des Primérionenstrahls und Sekundarionensﬁrahls )
ist durch die Pfeile a und b gezeigt, wobei der genaue Verlauf
durch eine st:ichpunktierte Linie dargestellt ist. Die von der
auf Erdpotential befindlichen Probe 2 emittierten Ionen gelangen
zu den elektrostatischen‘Fokussierungslinsen 3 und 4, die als
zylindrische Rohre aufgebaut sind und diese fokussieren bevor-
zugt alié jene Ionen, die die Energie Eo aufweisen auf die Uffnunc
der“austauschbaren Eintrittéblende 5. Nach dieser ist eine Sektor-
feldlinse 6 angeordnet, die 2 konzentrische zylindrische Eléktro-
den 7 und 8 und zwei Korrekﬁurﬁlatten 9 und 1o aufweist. Der Ab-
stand der Sektorelektroden mit zylindrischer Krﬁmmung voneinander
ist gréBer als der Durchmesser der kreisférmigeﬁ U£fnung der in _
Richtung des Strahlengangs b gesehenen ersten Blende 12 der Pro-
jektionslinse 11. Die Projektionslinse.11 weist drei Blenden 12,
13 und 14 auf, die den aus der Sektorlinse 6 austretenden iohen--
strahl auf die austauschbare Austrittsblende'1$ fokussiert. Alle
anderen Ionen werden durch die Austrittsblende abgeblendet. Eine
Korrekturlinse 16 ist zwischen der austauschbaren Auétrittsblende'
15 und dem Detektor 17 angéordnet. Der'Detektor ist ein Qﬁadru-
polmassenspektrometer und analysiert.die aus der Austrittsblende
15 und der Korrekturlinse 16 gustretenden Ionen entsprechend ihre|
Atomgewicht. Beli einer anderen Anordnung kdnnte z.B. als Detekto:
ein élektronenvervielfacher ver#eﬁdet werden, wie es z.B. zur Er

zeugung von Materialkontrasﬁen in rasterelektronischen Bildern

fiblich ist.

Die Sektorfeldlinse 6 wihlt einen scharfen Bereich von Sekundir-
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ionen mit éiner Energie zwischen Eo - A%E und Eo + EEE aus,
wobei iiblicherweise eine Anfangsenergie zwiécﬁeno eV und 300 eV
und ein rEnergiebandpass zwischen 1 eV und 50 eV gewdhlt wird.
Soll die Einrichtung besonders kdmpakt auséestaltét werden, so
tritt der Sekundidrionenstrahl aus der Sektorlinse divergierend .

aus. In der Projektionslinse 11 w**a sodann aus diesen dlvergenten

Strahlbdndel ein konvergentes Strahlenbundel, so das Ionen zw15chen
den obenangefiihrten Energiebereichen durch die ﬁffnung in die Aus-
trittsblende 15 treten kénnen und zum Detektor 17 gelangen. Icnen

aller anderen Energien werden von deisAustrittsblende 15 zuriickge-

halten.

Fir ein Quadrupol ist es flir eine maximale Massentrennung erforder-

" 1lich, das die eintretenden Ionen innerhalb eines bestimmten Raum-

winkelbereiches liegen und das8 diese Ionen dasselbe mit einer op-

timalen im allgemeinen von Eo verschiedenen Energie durchlaufen.

.Die letztgenannte Energie wird dadu;ch eingestellt, daB8 die Quadry-

pelachse auf éin Potenti_al von U q = Eo -6 gelegt wird ._Der fir

das Quadrupol efwﬁnschte Raumwinkelbereich der eintretenden Ionen
stimmt im allgemeinen mit dem Raumwinkelbereich der aus der Aus-
trittsblende 15 austretenden Ionen nicht tberein. Die erforderliche

Raumwinkelkorrektur wird durch ein Potential, das proportional

Eo 1ist erreicht.

- Das in Fig. 2 dargestellte schematische Blockschaltbild zeigt die

Steuérung der verschiedenen Potentiale fiir Linsen und Blenden.
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A, B und C sind variable Spannungsquellen, die umpolbar sind '
und in welchen Eo,Q E sowie die Apparatkonstante 6fiir. das
Quadfﬁpol eingestellt werden kdnnen. Die Spannungsversorgung
der Fokussierungslinsen 3 und 4 erfolgt iiber die Verstirker-
eirheiten v, und Vo wobei liber die Potentiometer P, und P2
die Verstidrker so eingestellt werden k&nnen, daB die Potentiale
der Fokuséierungslinsen 3 und 4 gemds der Gleichungen 1_und 2

‘einstellbar sind.

1. = ky - go (1)

a
1

Die Konstanten k1 und k2 werden so gewdhlt, da8 der maximale
Strom der Sekundirionen von der Probe 2 in den Detektor gelangt.

Sind diese Konstanten einmal bestimmt, so behalten sie‘fﬁr sdmt-

liche Werte von Eo ihre Giltigkeit.

auf, wobei die Spannung jeweils von Eo undAE abhingié‘ist. Die
Verstdrkereinheiten V3 und V5 vefsorgen jeweils die zylindrisch
gekriimmten Sektorelektroden, wobei die Verstirker und die Po-
tentiometer P3 und P5 so eingestellt werden, daB die Spannung f

die Sektorfeldelektroden wie folgt eingehalten werden kann.

U+ = Eo + h.‘AE (3)

U_.=Eo - hAE (4)

wobel h1 und hz empirische Konstanten sind, die so gewdhlt wer
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.regelt, daB eine Spannung von Up gemd8 Gleichung 5 eingehalten

0004065
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miissen, daB bei gewihlter Energie und Energieschdrfe ein Maximum

der entsprechenden Ionen in den Detektor gelangen.

Das Potential der Korrekturplatten 9 und 1o der Sektorfeldlinse

wird Uber die Verstidrkereinheit V4 und Potentiometer P4 SO ge-

Das Potential wird genau

so gewdhlt, daf insbesondere eine Blindelung des Ionenstrahls
in der 2zur Zeichnung gehenden senkrechten Richtung erreicht wird.
Ist die Sektorfeldlinse unsymmetrisch gebaut, so weisen die Kor-

rekturplatten ein unterschiedliches Potential auf.

Das Potential der mittleren Blende 13 der Projektionslinse 11

wird {iber die VErsta:kéreinheit V6 und Potentiometer P6 so ge-

wird.

P

wobei h3 eine empirisch zu bestimmende Konstante ist, die so ge- -
wdhlt werden muB8., daB die Projektionslinse den aus der Sektor-

linse austretenden Ionenstraﬁl auf die Austrittsblende fokussieri

Durch die Verstdrkereinheit v, und Potentiometer P wird die
Spannungsversorgung der Eintritts— und Austrittsblende durchge-
fihrt. Die Regelung erfolgt so, daf ein Potential von UB einge-

halten wird, wobei UB genau zwischen u, und U_ zu liegen hat.

Die Spannungsversorgung der Korrekturlinse erfoigt ebenfalls
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iiber -eine Verstdrkereinheit, und zwar V8 und Potentiometer P8’
wobei eine Spannung von.UK, gemdB nachfolgender Gleichung ein-

gehalten ist.
Uy = hy . Eo (6)

wobei h4 eine empirische Konstante ist, die so gewdhlt werden mu8,

‘daB fiir einen gegebenen Detektor der entsprechend gilinstigste Raum-

winkel fiir den Ionenstrahl erreicht wird; Dieser Raumwinkel ist

-

von Detektor zu Detektor unterschiedlich und muB ebenfalls empi-

risch bestimmt werden.

Die Spannﬁngsversorgung des Quadrupols erfolgt {iber Verstirker-
einheit V9 und Potentiometer P9 so, daB die Quadrupolachse folgende

Spannung erhdlt.

U, = Eo - § o
wobei‘s eine Konstante des Quadrupols darstellt, die empirisch
bestimmt werden mus, wobei 2)50 gewdhlt werden musg, éaB £fUr eine

gewlinschte Energie Eo und Energiebreite A E eine maximale Massen-

aufldsung des Quadrupols gegeben ist.

Die angefiihrten Konstanten sind, wenn einmal bestimmt, fiir alle

-Werte 'von'Eo uﬁd AE gliltig.
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Einrichtung zur Fokussicrung und zuf Analyse eines geladenen
Korpuskularstrahls, insbesondere eines Sekundar;onenstrahls,
wobel in Richtung des Strahlengangs zumindest eine, gegebenen-
falls zwei, elektrostatische Fokussierungslinsen, eine Eintritts-
blendé, eine elektrostatische Sektorfeldlinse und eine Austritts-
blende und ein Detektor angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet,
daB nach der Sektorfeldlinse (6) eine elektrostatische Pro-
jektionslinse (11) mit zumindest zwei, vorzuisweise drei Blenden, deren Uff-
nungen auf einer Achse liegen, eine RPustrittsblende (15) und eine elektro-
statische Korrekturlinse (16), sowie der Detektor (17) angeoxdnet sind.

Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, das die
Sektorfeldlinse (6) eine stigmatisch fokussierende Sektorfeld-
linse ist, die konzentrische negativ bzw. positiv polarisier-

bare Sektorelektroden (7,8) mit zylindrischer Kriimmung und zwei
Korrekturplatten (9, 10) aufweist.

Einrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, das

die Eintritts-(S5) und Austrittsblende (15) auswechselbar ange-
ordnet sind.

Einrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekenn-
zeichnet, da8 der Abstand der Sektorelektroden (7, 8) mit zy-

lindrischer Kriimmung voneinander gr&Ber ist als der Durch-

messer der kreisférmigen Uffnung bzw. der Spaltbreite der in'Richttmg des.

Strahlengangs gesehenen ersten Blende (1i)der Projektionslinse (11).

Einrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekenn-
zelchnet, daB bei der Projektionslinse (11) die zumindest zwei, vor-
zugsweise drei Blenden aufweist, | bei zwei Blenden die
erste in Richtung des Strahlenganges gesehen und bei drei
Blenden die mittlere (13) eine gr&sere Uffnung aufweist als
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die von ihr elekﬁiisch isolierten benachbarten Blenden
(12, 14).

6. Einrichtﬁng nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch ge-
kennzeichnet, daBf der Detektor (17) ein Quadrupolspektrometer ist

7. Verfahren zum Betrieb der Einrichtung nach einem der Anspriiche
1 bis 6, wobei die elektrischen Potentiale der Eintrittsblende,
der Austrittsblende, die dasselbe Potential aufweisen, das dem
mittleren Potential der elektrostatischen Sektorfeldlinse ent-
spricht, der elektrostatischen Fokussierungslinsen~und der Sek-
torfeldlinse in Abhidngigkeit von der erwlinschten Energie und
Energieschirfe des selektierten Korpuskularstrahls gesteuert
werden, wobei die Potentiale der Sektorfeldlinse und der Fokus-
sierungslinse proportional der erwiinschten Energie des Korpus-
kularstrahls gehalten werden und die erwlinschte Energie und
" Energieschirfe durch zwei Steuerspannungen, die die Potentiale
der Blenden und der Linsen steuern, geregelt werden, dadurch
gekehnzeichnet, daB das Potential der ersten in Richtung des
) Strahls gesehenen Blende bei zwei Blenden und der mittleren
Blende bei drei Blenden der Projektionslinse auf einen Wert von
Up = EO ~ h AE, wobei E die Anfangsenergie der ‘I’eilchen im
Korpuskularstrahl vor der Einrichtung und4 E dem Energiebandpass
entspricht und h3 eine empirische Konstante ist,gehalten wird.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daB'das_Po-
'tential der elektrostatischen Korrekturlinse auf einen Wert von
Uk = h4 . Eo , wobei Eo der Anfangsenergie der Teilchen ent-

spricht und h eine empirische Konstante darstellt, gehalten
30 wird.

9. Verfahren nach Anspruch 7 und 8, dadurch gekennzeichnet, daSf
die zylindrisch gekrﬁmmten'Sektoreléktroden der Sektorfeldlinse
auf Potentiale gehalten werden, das den Werten G, = Eo + h, . AE bzw

35 fiir die andere Sektorelektrode U- = Eo - h, AE entspricht,
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wobei E0 und a4 E die in Anspruch 7 angefﬁhrté Bedeutung haben
und h1 und h2 empirische Konstanten darstellen und das Poten-
tial der Korrekturplatten zwischen U + und U_ gehalten wird.

"5 10. Verfahren nach Anspruch 7, 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, .

dag die Spannungsversorgung des Quadrupo]spektrmebers 'e] erfolgt, dal
die Quadrupolachse ein Potential von

= Eo —8

‘wobei Eo die in Anspruch 7 angefiihrte Bedeutung hat unds eine
10 Konstante des Quadrupolspektrometers ist, gehalten wird.
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